








































专利名称(译) 测量设备和测量方法

公开(公告)号 US20200029875A1 公开(公告)日 2020-01-30

申请号 US16/491258 申请日 2018-02-19

[标]申请(专利权)人(译) 京瓷株式会社

申请(专利权)人(译) 京瓷株式会社

当前申请(专利权)人(译) 京瓷株式会社

[标]发明人 HIRANO ASAO
TOUGASAKI TOMOYUKI
HIGUCHI TAKESHI

发明人 HIRANO, ASAO
TOUGASAKI, TOMOYUKI
HIGUCHI, TAKESHI

IPC分类号 A61B5/1455 A61B5/026 A61B5/00 A61B5/0205

CPC分类号 A61B5/7275 A61B5/14552 A61B5/0205 A61B5/0261 A61B2562/0238 A61B5/00 A61B5/026 A61B5
/1455

优先权 2017044072 2017-03-08 JP
2017161530 2017-08-24 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种测量设备，包括：第一光源，用于发射第一波长的光；第二光源，
用于发射不同于第一波长的第二波长的激光；第一光学检测器，用于接
收来自所测量的第二波长的散射激光。 部件，用于从被测部件接收第一
波长的透射光的第二光学检测器，用于从被测部件接收第二波长的透射
激光的第三光学检测器，以及控制器，该控制器被配置为基于 第一光学
检测器的输出和基于第二光学检测器和第三光学检测器的输出的氧饱和
度。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/7386248e-4c29-4c55-a232-f2cbf3fecdd8
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/063588536/publication/US2020029875A1?q=US2020029875A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220200029875%22.PGNR.&OS=DN/20200029875&RS=DN/20200029875

